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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　オレフィンの製造方法であって、炭化水素及び酸素含有ガスの混合物
を燃料豊富な燃焼限界を超える燃焼を支援することの可能な触媒域に通過させて前記オレ
フィンを製造することよりなり、前記触媒域が少なくとも第一の触媒床及び第二の触媒床
を包含し、第一の触媒床が燃料豊富な燃焼限界を超える燃焼を支援することの可能な触媒
を包含し、第二の触媒床が第一の触媒床の下流に位置し、第一の触媒床と異なる組成物で
ありそしてＭｏ，Ｗ及び周期律表のＩＢ，ＩＩＢ，ＩＩＩＢ，ＩＶＢ，ＶＢ，ＶＩＩＢ並
びにＶＩＩＩ族よりなる群から選択される少なくとも一つの金属を包含し、さらに第二の
触媒床は、
　ｉ)燃料豊富な燃焼限界を超える燃焼を支援することの実質的に不可能な触媒であり且
つ脱水素触媒、あるいは
　ｉｉ）促進されたＶＩＩＩ族金属触媒、のいずれかを包含し、さらに
　炭化水素の酸素含有ガスに対するモル比が、二酸化炭素及び水への完全燃焼に求められ
る炭化水素の酸素含有ガスに対する化学量論的比の５乃至１６倍であるオレフィンの製造
方法。
　　【請求項２】　第一の触媒床がＶＩＩＩ族金属を包含する請求項１に記載の方法。
　　【請求項３】　第一の触媒床がロジウム、白金、パラジウム又はそれらの混合物から
選択されるＶＩＩＩ族金属を包含する請求項２に記載の方法。
　　【請求項４】　第一の触媒床が白金を包含する請求項１乃至３の何れか１項に記載の
方法。
　　【請求項５】　第一の触媒床が促進された触媒を包含する請求項１乃至４の何れか１
項に記載の方法。
　　【請求項６】　促進剤が遷移金属及び周期律表のＩＩＩＡ，ＩＶＡ及びＶＡ族並びに
それらの混合物から選択され、但し促進剤が遷移金属の場合、促進剤として使用される遷
移金属は触媒として使用される遷移金属と異なる請求項１乃至５の何れか１項に記載の方
法。
　　【請求項７】　促進剤が銅及びスズよりなる群から選択される請求項６に記載の方法
。
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　　【請求項８】　第一の触媒床がＰｔ／Ｇａ，Ｐｔ／Ｉｎ，Ｐｔ／Ｇｅ，Ｐｔ／Ｃｕ，
Ｐｔ／Ｓｎ，Ｐｄ／Ｇｅ，Ｐｄ／Ｓｎ，Ｐｄ／Ｃｕ及びＲｈ／Ｓｎよりなる群から選択さ
れる請求項１に記載の方法。
　　【請求項９】　脱水素触媒がＣｕ，Ａｇ，Ａｕ，Ｚｎ，Ｃｄ，Ｈｇ，Ｓｃ，Ｙ，Ｌａ
，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｎｉ，Ｃｏ，Ｉｒ及びそれらの混合物よりなる群
から選択される金属を包含する請求項１に記載の方法。
　　【請求項１０】　脱水素触媒が周期律表のＩＶＡ族及び遷移金属よりなる群から選択
される少なくとも一つの促進剤により促進される請求項１乃至９の何れか１項に記載の方
法。
　　【請求項１１】　促進剤がＳｎ，Ｃｒ及びＣｕよりなる群から選択される請求項１０
に記載の方法。
　　【請求項１２】　第二の触媒床がＮｉ／Ｓｎ，Ｃｏ／Ｓｎ，Ｃｏ／Ｃｕ，Ｃｕ／Ｃｒ
，Ｉｒ／Ｓｎ，Ｆｅ／Ｓｎ，Ｒｕ／Ｓｎ，Ｎｉ／Ｃｕ，Ｃｒ／Ｃｕ，Ｉｒ／Ｃｕ，Ｆｅ／
Ｃｕ，Ｒｕ／Ｃｕ及びＣｕよりなる群から選択される請求項１乃至８の何れか１項に記載
の方法。
　　【請求項１３】　第二の触媒床のＶＩＩＩ族金属がロジウム、白金、パラジウム又は
それらの混合物から選択される請求項１に記載の方法。
　　【請求項１４】　第二の触媒床のＶＩＩＩ族金属が遷移金属及び周期律表のＩＩＩＡ
，ＩＶＡ及びＶＡ族並びにそれらの混合物よりなる群から選択される少なくとも一つの促
進剤により促進され、但し促進剤が遷移金属の場合、促進剤として使用される遷移金属は
触媒として使用されるＶＩＩＩ族金属と異なる請求項１に記載の方法。
　　【請求項１５】　促進剤がＳｎ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｆｅ，Ｒｕ，Ｏｓ，Ｃｏ，Ｒｈ，
Ｉｒ，Ｎｉ，Ｐｔ，Ｃｕ，Ａｇ，Ａｕ，Ｚｎ，Ｃｄ及びＨｇから選択される請求項１４に
記載の方法。
　　【請求項１６】　第二の触媒床がＰｔ／Ｇａ，Ｐｔ／Ｉｎ，Ｐｔ／Ｇｅ，Ｐｔ／Ｃｕ
，Ｐｔ／Ｓｎ，Ｐｄ／Ｇｅ，Ｐｄ／Ｓｎ，Ｐｄ／Ｃｕ及びＲｈ／Ｓｎよりなる群から選択
される請求項１乃至４の何れか１項に記載の方法。
　　【請求項１７】　オレフィンの製造方法であって、炭化水素及び酸素含有ガスの混合
物を燃料豊富な燃焼限界を超える燃焼を支援することの可能な触媒域に通過させて前記オ
レフィンを製造することよりなり、前記触媒域が少なくとも第一の触媒床及び第二の触媒
床を包含し、第一の触媒床がＶＩＩＩ族金属触媒を包含し、前記触媒がロジウム、白金お
よびパラジウムのうちの少なくとも２つの混合物でありおよび／又は促進されたＶＩＩＩ
族金属触媒であり、第二の触媒床が第一の触媒床の下流に位置し、第一の触媒床と異なる
組成物でありそしてＶＩＩＩ族金属を包含し、さらに
　炭化水素の酸素含有ガスに対するモル比が、二酸化炭素及び水への完全燃焼に求められ
る炭化水素の酸素含有ガスに対する化学量論的比の５乃至１６倍であるオレフィンの製造
方法。
　　【請求項１８】　第一の触媒床が白金を包含する請求項１７に記載の方法。
　　【請求項１９】　第一の触媒床が白金およびパラジウムを包含する請求項１７または
１８に記載の方法。
　　【請求項２０】　第二の触媒床のＶＩＩＩ族金属がロジウム、白金、パラジウム又は
それらの混合物から選択される請求項１乃至１９の何れか１項に記載の方法。
　　【請求項２１】　第一の触媒床及び／又は第二の触媒床が担持されている請求項１乃
至２０の何れか１項に記載の方法。
　　【請求項２２】　担体がセラミック担体である請求項２１に記載の方法。
　　【請求項２３】　触媒域が更に追加の触媒床を包含し、該追加の触媒床に使用される
触媒は第二の触媒床の触媒と同一である請求項１乃至２２の何れか１項に記載の方法。
　　【請求項２４】　触媒域が３乃至１０の床を包含する請求項２３に記載の方法。
　　【請求項２５】　第一及び第二の触媒床が直接互いに隣接している請求項１乃至２４
の何れか１項に記載の方法。
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　　【請求項２６】　第一及び第二の触媒床の間に空間が設けられる請求項１乃至２４の
何れか１項に記載の方法。
　　【請求項２７】　炭化水素が少なくとも２つの炭素原子を備えたパラフィン含有炭化
水素供給原料である請求項１乃至２６の何れか１項に記載の方法。
　　【請求項２８】　炭化水素がエタン、プロパン、ブタン、ナフサ、ガスオイル、真空
ガスオイル及びそれらの混合物よりなる群から選択される請求項２７に記載の方法。
　　【請求項２９】　水素が同時供給原料である請求項１乃至２８の何れか１項に記載の
方法。
　　【請求項３０】　水素の酸素含有ガスに対するモル比が０．２乃至４の範囲である請
求項２９に記載の方法。
　　【請求項３１】　方法が１０，０００／時間より大きいガス時間空間速度にて実施さ
れる請求項１乃至３０の何れか１項に記載の方法。
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